Renishaw ML10 Laserinterferometer

Technische Daten

e Systemgenauigkeit betragt £0,7 ym/m

e Die Auflésung des Systems betragt 1 nm bei einer
Vorschubgeschwindigkeit von max. 1 m/sec.

e Messbereich bis 40 m
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e Bestimmung von Position, Rechtwinkligkeit und H::WsTcuHr;G
Winkeln auf kurzer und langer Entfernung —— BEWECUNGS.
e Laserquelle ist eine Helium Neon Laserrdohre (KLASSE 1) (SPINDEL)

e vorhandene Komponenten:
Basiseinheit Laserinterferometer Renishaw ML10
- Interfacekarte PCM 20
- Gold Optik fur den long Range
Messbereich (= 40m)
- Black Optik fur den short Range
Messbereich (< 40m)
* mogliche Messungen:
- Rechtwinkligkeit, Position, Kippwinkel, Geradheit

Einsatzbereiche / Anwendung
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Abbildung des Renishaw ML10 bei der Geradheitsmessung

e |n der Lehre der Fertigungsmesstechnik und Maschinenlabor
e Dienstleistungen im Bereich der Fertigungsmesstechnik
e Kalibrieren und messen von Plasmaschneidanlagen in Schiffbau
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